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１．概要（Summary） 

100 nm 前後の厚さで数百µm のサイズを有する生

体適合性高分子から成る円形状高分子薄膜(ナノディ

スク)の作成を目的とした。レジストを用いて適当な

円形サイズパターンのモールドを作製し、このモール

ドパターンを有する PDMS スタンプを調製した。高

分子溶液をこの PDMS スタンプに塗布した後、水溶

性高分子を犠牲膜として成膜したシリコン基板上に

接触させることでナノディスクを転写した。転写され

た高分子ディスクは水中に浸漬させることで基板か

ら容易に剥離し、回収可能であった。モールドのパタ

ーンサイズによってディスクサイズを、また PDMS
スタンプへの成膜条件を検討することで膜厚を制御

可能であった。 
２．実験（Experimental） 
２．１ PDMS スタンプの作製 
 100 および 250 µmの直径を有する円形のクロムパター

ンマスクを用いて、モールドの作製を行った。硫酸および

過酸化水素にて洗浄したシリコン基板上にレジストである

SU-8 をスピンコーターにて塗布し、ホットプレートにてプ

レベークを行った後、各サイズのマスクを用いて UV 露光

装置にて露光処理を行った。露光後ベーク、洗浄操作を

経て PDMS スタンプのモールドを作製した。ここに

SYLGARD® 184 を流し込んで各サイズを有する PDMS
スタンプを作製した。作製したモールド、および PDMS ス

タンプは触針式膜厚計、光学顕微鏡、SEM にて形状観

察を行った。 
２．２ 高分子ナノディスクの作製 
 酢酸エチルに溶解したポリ-DL-乳酸(PDLLA)を調

製し、浸漬あるいはスピンコートにより PDMS スタ

ンプに PDLLA を塗布し、水溶性高分子であるポリビ

ニルアルコール(PVA)を犠牲膜として成膜したシリコ

ン基板上に接触させることで転写した。転写したディ

スクは光学顕微鏡および AFM 観察にてその形状を評

価した。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
円形パターンのモールド

(Fig.1(a)) か ら 調 製 し た

PDMS スタンプの形状は

SEM により観察し、作製し

たモールドの円形サイズ

(100 および 250 µm)および

レジスト厚さ(6 µm)に対応

する凹凸パターンを有して

いる事を確認した。 

 浸漬によりPDLLA溶液

を塗布して作製したナノデ

ィスクでは、乾燥方法により

膜厚にばらつきが出てしま

い、膜厚の制御が困難であった。そのため、スピンコート

によるPDLLA溶液塗布にてナノディスクを転写した所、基

板内にほぼ均一の膜厚を有するナノディスクが作製可能

であった。さらに、ここにMilliQを添加することにより、作製

したナノディスクが基板から剥離していく様子が観察され

(Fig.1(b))、PVAを犠牲膜とすることで作製したナノディスク

の回収が可能であった。また、溶液の濃度およびスピンコ

ートの成膜条件により膜厚の制御も可能であった。 
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図 1. (a)モールドおよび
(b)PDLLA ナ ノディスク
(100 µm)の光学顕微鏡像。矢
印：MilliQ によって基板か
ら剥離したナノディスク。 
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 Fig.1 Micrographs of (a)mold  
and (b) PDLLA nanodisk 
(100 m ). 
 


